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Abstract (en)
[origin: JP2016118200A] PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a vacuum pump capable of operating without generating an eddy current effect,
even in use of high magnetic field intensity.SOLUTION: In a vacuum pump that has a pump housing having a stationary flange connected to a
receiver, a shield housing 3 is provided, and the shield housing is formed so as to at least partially surround the pump housing 2, and almost entirely
or entirely surround the stationary flange 9.SELECTED DRAWING: Figure 1

Abstract (de)
Vakuumpumpe (1) mit einem Pumpengehäuse (2), welches einen Befestigungsflansch (9) zum Anschluss an einen Rezipienten (21) aufweist,
bei dem ein Schirmgehäuse (3) vorgesehen ist, welches das Pumpengehäuse (2) wenigstens teilweise und den Befestigungsflansch (9) nahezu
vollständig oder vollständig umschließend ausgebildet ist. Weiterhin umfasst auch das Schirmgehäuse (3) einen Befestigungsflansch (8). Das
Schirmgehäuse (3) dient im Wesentlichen der Abschirmung der Vakuumpumpe (1) und ihrer Komponenten vor starken externen Magnetfeldern,
z.B. in der Massenspektroskopie, die ein durch Wirbelstromeffekte induziertes Bremsmoment auf den sich schnell drehenden Rotor erzeugen
können und so die Leistungsaufnahme der Vakuumpumpe (1) erhöhen. Das Schirmgehäuse (3) ist aus einem magnetfeldabschirmenden Material,
bevorzugt aus einem ferromagnetischen Material, hergestellt.
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